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(57)【要約】
　電流変換器（２）は、ハウジング（４）と、エアギャ
ップ（１４）を含み、中央通路（１２）を画定する少な
くとも１つの磁心（６）であって、中央通路は、中央通
路を通って測定されるべき一次電流を運ぶ主要導体（１
）を受容するように構成されている、磁心と、エアギャ
ップ内に少なくとも部分的に位置付けられる磁場検出器
（１６）と、接地要素（１０、１０’）と、を含む。磁
心の側面（１４ｂ）は、磁心と接地要素との間の直接的
な固定取り付けなしで接地要素に接して位置付けられ、
接地要素は、磁心と接地要素との間の容量結合（Ｃ３）
が磁心と磁場検出器との間の容量結合（Ｃ２）より大き
くなることを確実にするように構成される範囲で、磁心
に重なる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電流変換器（２）において、
　ハウジング（４）と、
　エアギャップ（１４）を含み、中央通路（１２）を画定する少なくとも１つの磁心（６
）であって、前記中央通路は、前記中央通路を通って測定されるべき一次電流を運ぶ主要
導体（１）を受容するように構成される、磁心と、
　前記エアギャップ内に少なくとも部分的に位置付けられる磁場検出器（８）と、
　接地要素（１０、１０’、１０’’、１０’’’）と、
　を含み、
　前記接地要素は、金属薄板から打ち抜かれ、
　前記磁心の側面（１４ｂ）は、前記磁心と前記接地要素との間の直接的な伝導性固定取
り付けなしに、前記ハウジング内で前記接地要素に接して位置付けられ、
　前記接地要素は、前記磁心と前記接地要素との間の容量結合（Ｃ３）が前記磁心と前記
磁場検出器との間の容量結合（Ｃ２）より大きくなることを確実にするように構成される
範囲で、前記磁心に重なることを特徴とする、電流変換器。
【請求項２】
　請求項１に記載の電流変換器において、
　前記接地要素は、前記磁心と前記接地要素との間の容量結合が、前記磁心と前記磁場検
出器との間の容量結合より少なくとも５００％大きくなることを確実にするように構成さ
れる範囲で、前記磁心に重なる、電流変換器。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の電流変換器において、
　前記接地要素は、前記磁心と前記接地要素との間の前記容量結合（Ｃ３）が前記主要導
体と前記磁心との間の前記容量結合（Ｃ１）の少なくとも１５０％となることを確実にす
るように構成される範囲で、前記磁心に重なる、電流変換器。
【請求項４】
　請求項３に記載の電流変換器において、
　前記接地要素に重なる、前記磁心の前記側面の前記部分は、前記エアギャップ内の前記
磁場センサーの前記表面積より少なくとも２倍大きい、電流変換器。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の電流変換器において、
　前記磁心は、半径方向に最も内側のリング層（２６）から半径方向に最も外側のリング
層（２８）まで、積層された同心のリング層を形成するように、高透磁率の薄いシート材
料の巻きストリップから作られ、
　前記側面（１４ｂ）は、前記巻きストリップのエッジにより形成される、電流変換器。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の電流変換器において、
　前記磁心（６）は、前記磁心を完全に通過するエアギャップ（１４）を有する、電流変
換器。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の電流変換器において、
　前記接地要素は、前記接地要素の基部（１１’）と一体的に形成され、かつ外部回路に
直接接続されるように構成された、端子（２１’）を含む、電流変換器。
【請求項８】
　請求項７に記載の電流変換器において、
　前記端子（２１’）は、前記基部（１１’）に一体的に取り付けられる弾性ビーム上に
据え付けられる、電流変換器。
【請求項９】
　請求項７または８に記載の電流変換器において、
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　前記端子（２１’）は、ピン端子の形態である、電流変換器。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の電流変換器において、
　前記接地要素は、実質的に平坦である、電流変換器。
【請求項１１】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の電流変換器において、
　前記接地要素（１０’’’）は、タブ（３０）を含み、前記タブは、前記基部（１１”
）から曲げられ、前記エアギャップ（１４）の一辺を画定する前記磁心（６）の面（１４
ｃ）に接して位置付けられ、前記タブは、前記エアギャップに挿入された回路基板の接地
パッドに接触するように構成された接地接点（１７’）を含む、電流変換器。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の電流変換器において、
　複数の前記磁心（６）を含み、前記磁心はそれぞれ、各磁心の前記中央通路を通って測
定されるべき一次電流を運ぶ主要導体（１）を受容するように構成され、
　単一の前記接地要素（１０’、１０”）が、前記複数の磁心に容量的に結合される、電
流変換器。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載の電流変換器において、
　前記接地要素は、前記ハウジングの相補的な位置付け要素（２５）と協働する位置付け
要素（２３）を含む、電流変換器。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の電流変換器において、
　前記接地要素は、前記ハウジング（４）の床に位置付けられ、前記磁心（６）は、前記
接地要素に直接接して位置付けられる、電流変換器。
【請求項１５】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の電流変換器において、
　誘電性材料の薄い層が、前記磁心（６）を前記接地要素から隔てる、電流変換器。
【発明の詳細な説明】
【開示の内容】
【０００１】
　本発明は、接地された磁心を有する電流センサーに関する。
【０００２】
　電流検出適用のための電流変換器は、典型的には、高透磁率磁性材料で作られた磁心を
含み、磁心は、測定されるべき電流を運ぶ主要導体が通過する中央空洞を囲んでいる。磁
心は、典型的には、概ね矩形または円形の形状を有してよく、また、ホール効果センサー
などの磁場センサーが置かれるエアギャップを備えることができる。主要導体を流れる電
流により生成される磁束は、磁心により集められ、エアギャップを通過する。エアギャッ
プ内の磁場は、一次電流を表わす。開ループタイプの電流変換器では、エアギャップ内の
磁場センサーは、測定されるべき電流の画像を生成し、この画像は、測定信号を表わす。
閉ループタイプの電流センサーでは、磁場センサーは、フィードバックループにおいて、
コイルに接続されており、このコイルは、典型的には、磁心の一部に巻き付けられて、主
要導体により生成された磁場を相殺する（cancel）傾向のある補償電流（compensation c
urrent）を生成する。よって、補償電流は、測定されるべき電流の画像を表わす。主要導
体における揺らぎ電圧または電流（fluctuating voltage or current）は、主要導体と磁
心との間の容量結合のために、測定信号に悪影響を与え得る。磁心と測定信号処理回路と
の間の電位差も、測定信号に悪影響を与える場合があり、このため、信号処理回路の基準
電圧、すなわち接地（ground）に磁気回路を電気的に接続することが一般的である。
【０００３】
　ある従来の電流変換器では、接地端子が、接地接続部（ground connection）を確立す
るために磁心にクリンプされる。接地接続部を磁心にはんだづけするか、または、他の直
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接的な電気的接続部を利用することも、既知であり得る。
【０００４】
　磁心への電気的接続により、磁心を製造し組み立てるコストが増え、磁心の材料の磁気
特性（透磁率）にも影響を及ぼし得る。また、磁心への電気的接続は、磁心および適用の
タイプによっては、例えば摩耗および振動によって、破れやすくなる場合があり、欠陥電
流測定信号が引き起こされ、このような欠陥電流測定信号は、察知されないか、またはセ
ンサーの取り換えを必要とする。
【０００５】
　ＪＰ０４６２４８２に記載されるように、磁心を取り付ける回路基板上に地板を設ける
ことが知られている。しかしながら、回路基板の大きな表面積、および磁心の比較的高い
質量を考慮すると、この構成は、高額であり、特定の適用では、特に、振動、機械的衝撃
および大きな熱的作動範囲（large thermal operating ranges）にさらされた場合は、十
分に強固ではない。
【０００６】
　本発明の目的は、生産し組み立てるのに経済的で、信頼性が高く強固な、電流検出用の
電流変換器を提供することである。
【０００７】
　信頼性が高い測定信号を生成する揺らぎ電流を測定するための電流変換器を提供するこ
とが有利である。
【０００８】
　小型で構成が柔軟な電流変換器を提供することが有利である。
【０００９】
　小型で、経済的であり、信頼性が高い電流変換器であって、単一の小型の構造において
、複数の位相、例えば３つの位相、または複数の主要導体内を流れる電流を測定すること
ができる、電流変換器を提供することが、有利である。
【００１０】
　本発明の目的は、請求項１に記載の電流変換器を提供することにより達成されている。
【００１１】
　本明細書には、電流変換器が開示され、この電流変換器は、ハウジングと、エアギャッ
プを含み中央通路を画定する少なくとも１つの磁心であって、中央通路は、その中央通路
を通って測定されるべき一次電流を運ぶ主要導体を受容するように構成される、磁心と、
エアギャップ内に少なくとも部分的に位置付けられた磁場検出器と、接地要素と、を含む
。磁心の外側面は、磁心と接地要素との間における直接伝導性のある固定取り付け（dire
ct conductive fixed attachment）なしで、接地要素に接して位置付けられる。接地要素
は、ハウジング内に据え付けられ、ハウジングによって磁心に対して保持される。接地要
素は、金属薄板から打ち抜かれ、磁心と接地要素との間の容量結合（Ｃ３）が、磁心と磁
場検出器との間の容量結合（Ｃ２）より大きく、かつ磁心と接地要素との間の容量結合（
Ｃ３）が、主要導体と磁心との間の容量結合（Ｃ１）に匹敵するかもしくはそれより大き
いことを確実にするように構成される範囲で、磁心に重なる。
【００１２】
　誘電性のハウジング内で１つまたは複数の磁心に隣接して組み立てられる、打ち抜かれ
て形成された接地要素の前述した構成は、容量結合が直接的な導電性接続がなくても磁心
の接地接続を確実にするのに十分である場合、または、このような接続が高い抵抗のため
に不十分である場合に、生産し組み立てるのに経済的であり、強固で信頼性が高い。この
ような構成はまた、溶接またははんだ付けされた伝導性接続により接地するのが容易もし
くは経済的でないか、または、不十分な表面伝導、例えば絶縁材の存在もしくは表面の酸
化のために、直接的な伝導性圧縮接触（direct conductive pressing contact）による信
頼性の高い接続を提供しない、様々な種類の磁心について、特に有利である。このような
磁心の例は、フェライトで作られた磁心、磁気材料の巻きストリップで作られたトロイダ
ル磁心であり、その磁気材料は、特にいったんエアギャップが形成されると材料層を共に
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保持するために、樹脂を含浸する。前述したタイプの巻き磁心は、製造するのに特に費用
対効果が高いが、直接的な伝導性接続により接地するのは容易または経済的でない。打ち
抜かれ、形成された接地要素は、製造するのに費用対効果が高いと共に、非常に強固でも
ある。打ち抜かれ形成された接地要素はまた、外部コネクタの相補的な接地接点に直接プ
ラグ接続（plugging connection）するための、または、磁心のエアギャップに挿入され
る磁場検出器を運ぶ回路基板の伝導性パッドに接触するための、接触端子を一体的に組み
込むことの可能性を提案している。
【００１３】
　好ましくは、磁心と接地要素との間の容量結合が、磁心と磁場検出器との間の容量結合
より少なくとも１５０％大きい、さらに好ましくは磁心と磁場検出器との間の容量結合よ
り少なくとも２００％大きい、より好ましくは磁心と磁場検出器との間の容量結合より少
なくとも５００％大きいことを確実にするように構成される範囲で、接地要素は磁心に重
なる。磁心と接地要素との間の容量結合（Ｃ３）は、好ましくは、主要導体と磁心との間
の容量結合（Ｃ１）より大きく、好ましくは少なくとも１５０％、さらに好ましくは少な
くとも２００％、さらに好ましくは少なくとも３００％、大きい。
【００１４】
　接地要素に重なる磁心の外側面の一部は、エアギャップの磁場センサーの表面積より大
きく、好ましくは、エアギャップの磁場センサーの表面積より少なくとも２倍大きい。
【００１５】
　有利な実施形態では、磁心は、半径方向に最も内側のリング層から、半径方向に最も外
側のリング層まで、積層した同心のリング層を形成するよう、高透磁率の薄いシート材料
の巻きストリップで作られている。磁心のエアギャップは、その積層した同心のリング層
を完全に通過することができる。
【００１６】
　ある実施形態では、電流変換器は、複数の磁心を含んでよく、磁心はそれぞれ、各磁心
の中央通路を通って測定されるべき一次電流を運ぶ主要導体を受容するように構成されて
おり、これにより、複数の磁心に容量的に結合された１つの共通接地要素が存在する。
【００１７】
　接地要素は、ハウジングの床に位置付けられてよく、１つまたは複数の磁心は、接地要
素上に位置付けられ、薄い材料層に直接接するか、または薄い材料層により隔てられる。
接地要素は、ハウジングの突起などの相補的位置付け要素と協働する、スロットなどの位
置付け要素を含み得る。
【００１８】
　本発明のさらなる目的および有利な態様は、請求項および以下の発明の例示的な実施形
態の詳細な説明および付属の図面から明らかであろう。
【００１９】
　図面、特に図１ａ～図１ｄを参照すると、電流センサー２は、ハウジング４と、磁心６
と、磁場検出器８と、接地要素１０、１０’、１０’’、１０’’’と、を含む。
【００２０】
　好適な実施形態では、磁心６は、半径方向に最も内側のリング層２６から半径方向に最
も外側のリング層２８まで、積層された同心のリング層を形成するよう、高透磁率の薄い
シート材料の巻きストリップで作られる。ストリップ層の薄いエッジは、磁心の対向する
側面１４ａ、１４ｂを画定する。透磁率の高い磁気材料は、既知であり、例えば、ＦｅＳ
ｉまたはＦｅＮｉ合金を含む。
【００２１】
　磁心は、当技術分野で周知のように、透磁率の高い材料または一体成形のフェライト（
single piece ferrite）のシートの積み重ねから形成されることもできる。磁心は、主要
導体１により横断されるよう意図された開口部または通路１２を取り囲み、この開口部ま
たは通路１２を通って、測定されるべき電流が流れる。磁心６は、エアギャップ１４を有
し、エアギャップ１４は、例示された実施形態では、完全に磁心を通り抜けている。しか
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しながら、本発明の範囲内で、エアギャップは、部分的なエアギャップであってもよく、
これにより、磁心は、閉じた磁気回路または本質的に閉じた磁気回路を形成する。
【００２２】
　磁場検出器８は、磁場センサー１６および回路基板１８を含み、回路基板１８の上に磁
場センサー１６が据え付けられる。磁場センサーは、例えば、回路基板１８上の伝導性ト
ラック（conductive tracks）に接続された接触端子２０を備える、ＡＳＩＣの形態をし
たホール効果センサーであってよい。ホール効果センサーチップは、広く使用されている
が、巨大磁気抵抗磁場センサー、フラックスゲートセンサー、および他の既知の磁場セン
サーといった、他の既知の磁場センサーも、本発明の範囲内で利用され得る。磁場センサ
ーは、必ずしも回路基板上に据え付けられる必要はなく、ハウジング、または測定信号を
処理するための外部ユニットへの接続のための電気端子を備えた他の支持構造体内に封入
されるか、または組み込まれることもできる。
【００２３】
　巻かれた磁心は、製造するのが非常に経済的で、柔らかな磁気材料の単純なストリップ
から巻かれており、エアギャップが巻き磁心を通る切り目により形成されていると共に、
渦電流を制限する積層構造体も提供するので、特に有利である。
【００２４】
　しかしながら、巻かれた磁心は、接地するのが困難で、従来は、磁心上の端子の溶接ま
たははんだ付けされた接続に依存している。このようなはんだ付けまたは溶接された接続
は、振動、衝撃、腐食、または熱的に誘導された応力により、破裂しやすい。
【００２５】
　本発明の接地要素１０、１０’、１０’’、１０’’’は、磁心と接地要素との間の容
量結合、言い換えれば容量効果による間接的電気的結合、を提供することにより、これら
の欠点を克服する。図４を参照すると、接地要素１０、１０’、１０’’、１０’’’は
、主要導体１と磁心との間の容量結合キャパシタンスＣ１に匹敵するかまたはそれより大
きく、かつ磁場センサー８と磁心６との間の容量結合キャパシタンスＣ２より著しく大き
い、キャパシタンスＣ３を備えた、磁心６と容量的に結合された表面積を有する。好まし
くは、磁心６への接地要素１０、１０’、１０’’、１０’’’の容量結合Ｃ３は、主要
導体１と磁心との間の容量結合Ｃ１の少なくとも８０％であり、磁心への接地要素の容量
結合Ｃ３は、磁場センサー８と磁心との間の容量結合Ｃ２の少なくとも１５０%、好まし
くは少なくとも２００％であり、磁心に電流パルスを生じる、主要導体の電圧の変化ｄｖ
／ｄｔの影響が、有効に接地されて、磁場センサーと磁心との間の固有の容量結合に対し
てごくわずかな影響を及ぼすことを確実にするように構成される。前述した容量結合によ
り、磁心を通じた容量結合による、磁場センサーに対する、主要導体の電圧の変化率ｄｖ
／ｄｔの容量的に誘導された影響が回避される。
【００２６】
　よって、接地要素１０、１０’、１０’’、１０’’’と磁心６との間の容量結合Ｃ３
は、エアギャップの磁場センサーと磁心との間の固有容量結合Ｃ２より、また好ましくは
主要導体１と磁心６との間の容量結合Ｃ１より、大きく、好ましくは著しく大きくなるよ
うに構成される。効果的な容量結合では、接地要素１０、１０’、１０’’、１０’’’
は、好ましくは、磁心に接して位置しており、磁心に重なる接地要素の表面は、エアギャ
ップにおける磁場センサーの表面積より、好ましくは少なくとも２倍、大きい。
【００２７】
　有利な実施形態では、図１ａ～図１ｃ、図２ａ～図２ｄに示すように、接地要素は、巻
かれた磁心の側面１４ａ、１４ｂに接して位置付けられ、好ましくは、側面の少なくとも
１０％、好ましくは側面の表面積２０％超を覆う。
【００２８】
　図１ａ～図１ｄの実施形態では、接地要素１０は、基部１１と、共通の架橋部分１３と
、を含む。基部１１は、接地要素を磁心と容量的に結合するために、磁心６の外側面１４
ｂに接して位置するように構成されるが、架橋部分１３は、信号処理回路が接続される外
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部電子機器のための信号処理回路の接地端子に基部１１を相互接続する。図１ａ～図１ｃ
の実施形態では、架橋部分１３は、回路基板１８上の伝導性パッドに電気的に接続され、
接地パッド端子１５が、回路基板の両側に設けられ、回路基板が、接地要素１０の架橋部
分１３の接地接点スロット１７に挿入される。架橋部分の接地接点１７は、回路基板１８
上の接地パッドまたは接地接点もしくは端子に相補的な、弾性接触アームあるいは他の既
知の接続端子形状を備えることもできる。回路基板１８上の接地端子パッド１５は、外部
回路へのプラグ着脱可能な接続のための接地端子２１が接続される接触部分２７に対して
、回路トレースを通じて接続される。接地端子２１は、センサー２のコネクタ１９の一部
であり、このコネクタは、測定信号のため、および、ことによると回路基板の電力供給の
ための、他の端子を含む。
【００２９】
　三相または３導体の電流変換器を示す、図２ａ～図２ｄの実施形態では、接地要素１０
’は、外部回路への接続のための単一のピン端子２１’を備えた、架橋部分１３’を有す
る。よって、接地要素１０’は、磁場検出器の回路基板を通過せずに外部回路に直接接続
可能な接続端子２１’を有する。各磁場センサー８は、外部回路に直接接続されるように
構成された端子２０’も含み得る。この第２の実施形態の基部接地部分１１’は、架橋部
分１３’により相互接続された２つの部分１１ａ’、１１ｂ’を有し、架橋部分および基
部接地部分１１’は、金属薄板から切り取られた、平坦または実質的に平坦な様式の単一
部品（single piece in a planar or substantially planar manner cut out of sheet m
etal）として一体的に形成され、非常に費用対効果が高く強固な構造が提供される。接地
構造。接地要素は、例えばハウジングの突起２５の形態をした、相補的な位置付け要素２
５と協働する、スロット２３などの位置付け要素を備えることができる。位置付け要素２
５は、センサーハウジング４の一部、例えばセンサーハウジング基部４ａと共に一体的に
形成され得る。本発明の範囲内において、図２ａ～図２ｄに示す例示的な３導体の電流変
換器と同じデザイン原理による、３つ未満の導体測定部分または４つもしくは５つ以上の
導体測定部分を備えた変換器を有することが可能であることに注目されたい。
【００３０】
　図２ａ～図２ｄの実施形態では、基部接地部分１１ａ’および１１ｂ’は、各磁心６の
側面１４ｂの表面積に、部分的に、磁心の側面１４ｂの表面積の２０％～４０％の量、重
なる。図１ａ～図１ｄの実施形態では、基部接地部分１１は、側面１４ｂの表面積の６０
％超の量、接地磁心側面１４ｂの表面積に重なる。
【００３１】
　図２ｅは、接地要素１０’’がわずかに異なる点を除いて、図２ａ～図２ｄの実施形態
と同様の実施形態を示す。この変形体では、接続端子２１’が、ビーム（beam）１３’’
に据え付けられ、ビームは、基部１１ａ’、１１ｂ’に両端が一体的に接続され、隙間２
９により基部から離間されている。ビームおよび隙間により、基部に対する接続端子２１
’の位置の幾らか低応力の調節が可能となり、製造および組み立ての公差またはハウジン
グおよび接地要素の異なる熱拡張を緩和する（absorb）。
【００３２】
　図３を参照すると、別の実施形態が示され、この実施形態では、接地要素１０’’’が
、打ち抜かれ形成された金属薄板で作られ、本質的に平坦な基部１１’’を有していて、
この基部１１’’は、エアギャップ１４を含む磁心の枝部に接して据え付けられ、基部１
１’’は、エアギャップを横切り、かつこの上に広がる。接地要素１０’’’は、タブ３
０を含み、タブ３０は、基部から曲げられ、エアギャップ１４の一辺を画定する磁心の面
１４ｃに接して位置付けられる。例えば板ばね接点の形をした接地接点１７’が、タブ３
０から突出し、磁場検出器を有する図１ａに示す回路基板１８などの回路基板の接地接点
パッドに対して付勢するように構成される。図３は、単一の磁心を示すが、複数の磁心（
例えば図２ｂの実施形態のように）と、すべての磁心を横切って延びる単一のストリップ
を含む単一の接地要素と、を有して、屈曲タブ（bent out tabs）を各エアギャップに備
えることが可能である。あるいは、各磁心は、別個の接地要素を有し得る。
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【００３３】
　図示する様々な実施形態の接地要素１０、１０’、１０’’、１０’’’は、有利には
、磁心６、また、ことによると磁場センサー８のハウジングへの挿入および組み立ての軸
方向に対応する軸方向Ａにおいて、ハウジング基部４ａ内で組み立てられ得る。接地要素
は、単にハウジング基部４ｂの床に位置付けられてよく、磁心６は単に、接地要素上に位
置付けられてよく、そのいずれも、薄い材料層に直接接するか、またはこれにより隔てら
れており、伝導性固定（持続性）取り付けにより直接互いに固定されておらず、磁心の接
地が、磁心と接地要素との間の容量結合だけに、または主にその容量結合に依存するもの
となっている。よって、ハウジング４は、接地要素および磁心６を共に保持する機能を実
行する。直接的な伝導性固定取り付け（これは、２つの部品間の溶接、はんだ付け、伝導
性接着、リベット打ち、クリンプ、または他の直接的な持続性伝導連結を意味する）なし
の、この単純な組み立てにより、変換器の製造および組み立てが単純化され、低コストの
トロイダル磁心または一体成形のフェライト磁心を使用することができる。ハウジングの
内側は、本質的には、電流変換器のデザインで周知の樹脂または他の充填材で満たされて
よく、ハウジングは、基部４ａに接して据え付けられたカバー部４ｂにより閉じられる。
【００３４】
　変形体では、主要導体１の一部が、電流変換器に統合され、電流変換器の一部を形成す
ることができる。後者の変形体では、測定されるべき電流を運ぶ導体が、主要導体部分の
端部に接続される。主要導体部分は、磁心の中央通路１２を通って延びる単一のバーもし
くはワイヤからなることができ、または、磁心の一部を取り囲み、中央通路を通過する１
つもしくは複数の巻き線を含むことができる。
【００３５】
〔実施の態様〕
（１）　電流変換器（２）において、
　ハウジング（４）と、
　エアギャップ（１４）を含み、中央通路（１２）を画定する少なくとも１つの磁心（６
）であって、前記中央通路は、前記中央通路を通って測定されるべき一次電流を運ぶ主要
導体（１）を受容するように構成される、磁心と、
　前記エアギャップ内に少なくとも部分的に位置付けられる磁場検出器（８）と、
　接地要素（１０、１０’、１０’’、１０’’’）と、
　を含み、
　前記接地要素は、金属薄板から打ち抜かれ、
　前記磁心の側面（１４ｂ）は、前記磁心と前記接地要素との間の直接的な伝導性固定取
り付けなしに、前記ハウジング内で前記接地要素に接して位置付けられ、
　前記接地要素は、前記磁心と前記接地要素との間の容量結合（Ｃ３）が前記磁心と前記
磁場検出器との間の容量結合（Ｃ２）より大きくなることを確実にするように構成される
範囲で、前記磁心に重なることを特徴とする、電流変換器。
（２）　実施態様１に記載の電流変換器において、
　前記接地要素は、前記磁心と前記接地要素との間の容量結合が、前記磁心と前記磁場検
出器との間の容量結合より少なくとも５００％大きくなることを確実にするように構成さ
れる範囲で、前記磁心に重なる、電流変換器。
（３）　実施態様１または２に記載の電流変換器において、
　前記接地要素は、前記磁心と前記接地要素との間の前記容量結合（Ｃ３）が前記主要導
体と前記磁心との間の前記容量結合（Ｃ１）の少なくとも１５０％となることを確実にす
るように構成される範囲で、前記磁心に重なる、電流変換器。
（４）　実施態様３に記載の電流変換器において、
　前記接地要素に重なる、前記磁心の前記側面の前記部分は、前記エアギャップ内の前記
磁場センサーの前記表面積より少なくとも２倍大きい、電流変換器。
（５）　実施態様１～４のいずれかに記載の電流変換器において、
　前記磁心は、半径方向に最も内側のリング層（２６）から半径方向に最も外側のリング
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層（２８）まで、積層された同心のリング層を形成するように、高透磁率の薄いシート材
料の巻きストリップから作られ、
　前記側面（１４ｂ）は、前記巻きストリップのエッジにより形成される、電流変換器。
【００３６】
（６）　実施態様１～５のいずれかに記載の電流変換器において、
　前記磁心（６）は、前記磁心を完全に通過するエアギャップ（１４）を有する、電流変
換器。
（７）　実施態様１～６のいずれかに記載の電流変換器において、
　前記接地要素は、前記接地要素の基部（１１’）と一体的に形成され、かつ外部回路に
直接接続されるように構成された、端子（２１’）を含む、電流変換器。
（８）　実施態様７に記載の電流変換器において、
　前記端子（２１’）は、前記基部（１１’）に一体的に取り付けられる弾性ビーム上に
据え付けられる、電流変換器。
（９）　実施態様７または８に記載の電流変換器において、
　前記端子（２１’）は、ピン端子の形態である、電流変換器。
（１０）　実施態様１～９のいずれかに記載の電流変換器において、
　前記接地要素は、実質的に平坦である、電流変換器。
【００３７】
（１１）　実施態様１～６のいずれかに記載の電流変換器において、
　前記接地要素（１０’’’）は、タブ（３０）を含み、前記タブは、前記基部（１１’
’）から曲げられ、前記エアギャップ（１４）の一辺を画定する前記磁心（６）の面（１
４ｃ）に接して位置付けられ、前記タブは、前記エアギャップに挿入された回路基板の接
地パッドに接触するように構成された接地接点（１７’）を含む、電流変換器。
（１２）　実施態様１～１１のいずれかに記載の電流変換器において、
　複数の前記磁心（６）を含み、前記磁心はそれぞれ、各磁心の前記中央通路を通って測
定されるべき一次電流を運ぶ主要導体（１）を受容するように構成され、
　単一の前記接地要素（１０’、１０’’）が、前記複数の磁心に容量的に結合される、
電流変換器。
（１３）　実施態様１～１２のいずれかに記載の電流変換器において、
　前記接地要素は、前記ハウジングの相補的な位置付け要素（２５）と協働する位置付け
要素（２３）を含む、電流変換器。
（１４）　実施態様１～１３のいずれかに記載の電流変換器において、
　前記接地要素は、前記ハウジング（４）の床に位置付けられ、前記磁心（６）は、前記
接地要素に直接接して位置付けられる、電流変換器。
（１５）　実施態様１～１３のいずれかに記載の電流変換器において、
　誘電性材料の薄い層が、前記磁心（６）を前記接地要素から隔てる、電流変換器。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１ａ】変換器のハウジングを通る部分断面図を含む、本発明の実施形態による電流変
換器の、遠近法による図（view in perspective）である。
【図１ｂ】主要導体、カバー部および磁心がない、図１ａの電流変換器の一部の、遠近法
による図である。
【図１ｃ】図１ａの変換器の磁心および接地部材の、遠近法による図である。
【図１ｄ】本発明の実施形態による電流変換器の、遠近法による図である。
【図２ａ】本発明の実施形態による多重導体電流変換器の、遠近法による図である。
【図２ｂ】主要導体およびハウジングのカバー部が除去された、図２ａの電流変換器の一
部の、遠近法による図である。
【図２ｃ】図２ａの変換器のハウジング基部および接地部材の、遠近法による分解組立図
である。
【図２ｄ】接地部材がハウジング基部に据え付けられた、図２ｃと同様の図である。



(10) JP 2014-521083 A 2014.8.25

【図２ｅ】磁心および接地要素のみを示す多重導体電流変換器の、遠近法による図であり
、接地要素の変形体を示している。
【図３】別の実施形態による電流変換器の接地要素および磁心の、遠近法による図である
。
【図４】本発明による接地された変換器磁心の単純化した電気回路図である。

【図１ａ】 【図１ｂ】
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【図１ｃ】 【図１ｄ】

【図２ａ】 【図２ｂ】
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【図２ｃ】 【図２ｄ】

【図２ｅ】 【図３】

【図４】
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